設備綜合效率改善之研究：半導體產業之個案探討
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台灣半導體製造業的兩大原動力，是晶圓代工服務與記憶體IC產業，為了持續不斷的改進品質和生產效率，臺灣的半導體公司引進一套「設備綜合效率(OverallEquipment Effectiveness, OEE)」評價系統。藉由此系統可分析和分類出設備效率損失的原因，並提供追蹤生產力的有效方法、發掘問題和待採取的改善行動。 本研究以世界著名的晶圓代工服務公司--T公司，為實證研究個案，根據T公司建置OEE系統的經驗，提供有效的績效衡量指標、清楚分析效率損失的原因。首先介紹半導體產業的概況與製造流程，並分析其競爭環境;其次就建置OEE系統的方法，分成系統架構、設備自動化模式及資料結構三方面加以說明;接著以T公司為個案，提供實際改進OEE的情形；最後提出結論與建議，以供產業在實際應用時的參考。

